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Requalification of the Standard Process for
Direct Bonding of Si-Wafers
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" Der Einfluss der funf
wichtigsten Einstellparameter
des EVG ComBond auf den
Qualifizierungsprozess sollen
ermittelt werden

" Der Parameter fur die
Aktivierungszeit soll dabei
genauer untersucht werden

Endergebnis:

= Es stellte sich heraus, dass bei
' verringerter
on source JIE
A Aktivierungsdauer, trotzdem
@ Ar ion beam , )
I eine ausreichend hohe
Oxygen Bondstarke erzielt werden
' kann
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